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PbS 薄 膜 的 激 光 敏化

孙雄国 胡荣武

(航空工业部第01 4中
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为 了解决敏化条件难掌握
,

重复性差等技 术问题
,

我们 来用嵌光在退 当的情 况

T.l , 封代俊管式 高温炉
,

取得 了较好的歌化 效果
.

本方法 可直接通过观察颜 色利断

毅化情况
,

一 ’

耳而教化过程 中可直接拉制条件
。

来肝该方法教化迷度快
,

、

般化后 的器

件性能好
,

成品 率高
,

校德定
,

为P b s多晶薄膜 仁外探浏 器的制选提供 了杖 好 的 教

化手段
。
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衡少数载流子 向p 一 n结扩散
,

此时 p
一
n 结范围之间的势垒高度降低了

,

因而使光电流增大
。

敏化

结果便最高限度地提高P b s势垒高度
。

而这些势垒是由小晶体之间的P b s的氧化膜 (Pb o
,

P b S O
‘

) 形成的
,

所以利用激光使其达到敏化效果
,

需使一定配方的化学沉淀P b s薄膜形成

所擂的氧召凌
。;

’

、

利用高能量密度的激光束辐照半导体材料
,

从而引起半导体材料的突 然升温
.

使其表面

薄层达到氧化反应
。

由于激光化学的效应
,

利用邀光敏化加快化学反应速度
,

从而其敏化过

程与高温法比较有明
一

显的不词
。

一般锐来半导体材料经傲光辐照后其温升与注入激光束的能

t 密度
,

被注入材料的吸收系数
、

热传导系数
、

反射系数以及注入层的厚度有关〔
2〕

.

如果注

入的傲光束能量密度在横截面上是均匀的
,

所引
,

入的热传导方程则为
:

·p

登: “ z , t )
·+

斋
‘k

器
,

式中
, c
是热容

, p是材料的密度
, T 是温度

, a是吸收系数
,

k是热导率
, I是样品内的 激 光

功率密度
,

其值与时间t和 深度 z 有关
。

’

二
把辐射穿透层分成许多小层△ Z ,

而时间间距取为△t ,

那么注入功率密度为 I。 (t ) 的激

光束之后
,

在△ t内的第主层从激光束中吸收的能量则为
:

△Q
. 、 产

二 I(1 一 e ) △ t

式中
, I表示在 深度为z ;

处的功率密度
,

第 i层就是指时间为t时的z ‘

处层
,

于是

I (z
: .

t) ~ (1 一 R ) 1 0 (t )
一 “ z

’ 气

! ‘
. ’

厂

式中
,

R 是反射系数
, I。(t )为入射激光束的功率密度

,

那 么
,

从最接近的一层传到第i层 的

热盘则为
:

△Q (d ) 二 (k L
T

, 一 I
一 T

△Z

T
: 二 ,

一 T
:

~

十‘ R
-

一
一 井= 一 一 一 )凸 t

△乙

式中
, T

:

是第 i层的温度 : k : 和 k 分别为第i层二个界面的热传导率
。

在 i层上的温升△T 演吐为
:

△T ‘
一 T !

“, + △‘, 一T !

“ , 一些“

丫渊
,

(业

利用上式就可以算出住入激光束辐射后
,

茬材料表而寸!起的温升随深度和时间变化的关

系
。

由于化学沉淀的P b S 薄膜很薄 (、 , 。m )
,

因此必须适当远择激光器的种类
,

工作波长
,

功率密度
,

功率稳定性以及相关设备的选择
,

如扩束或扫瞄系统
。

工作方式
,

通过对几种激光器的试用
,

均匀地照射 (或扫瞄)
’ ‘

薄膜上
。

二
、

实脸及实验结果分析

我们选用连终Co 汽体激光器
,

‘”
·

6、工 作 波 长
,

光 斑

通过采 用一定的输出功 率
. ‘

调节不同的兴那能每寮磨 补昭助

(或扫瞄 ) 时间及观察薄膜颜色的变化
。

我们
,

取得了品定的敏化效果
。

,

子导
.
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三
、

讨 论

用激光敏化的工作我们做得还不太涂入
,

有些方而正在逐步探讨
,

但从初步工作看来
,

这种方法是完全可行的
。

在敏化中不门特殊气体保护
,

只是在大气中以激光束使表面形成氧

化层
。

由于琴们的 设备还 不够完善
,

有些参 该控捌不精确
,

光斑的均匀性不是太好
,

所以在

薄膜表面有些小区娜没能达 匆敏化效果
。

有时 由于光斑能量密度太大犷使薄膜表面挥发或造

成小凹穴缺陷
,

在这种情况下
,

敏化的元件暗阻校大
,

噪音也较大
.

若采用 良好护束或扫瞄
装茸

,

其性熊将会提高屯
-
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